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(57) Bei einer Einrichtung zur fotolithografischen Strukturiibertragung soll die Auflésung des optischen Systems
durch Anwendung einer Immersionsfliissigkeit erhoht werden. AufgabengemaB ist fir die besonderen
Anwendungsbedingungen in der Lithografie, speziell Transport und Wechsel des-Bildtragers, eine Maglichkeit zur
~ Abdichtung der Immersionsflissigkeit zu schaffen. ErfindungsgemaR geschieht diese Abdichtung durch einen
Elektromagneten und eine ferromagnetische Flissigkeit vor dem Bildtrédger bzw. dem Koordinatentisch.
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Erfindﬁngsanspruch:

1. ‘Einrichtung zur fotolithografischen Strukturiibertragung mittels eines Projektionsobjektivs auf einen parailel zur Bildebene
schrittweise bewegten und in kurzen Zeitabsténden vorzugsweise automatisch auswechselbaren Bildirdger, gekennzeichnet
dadurch, daB um das Projektionsobjektiv herum mindestens ein ringférmiger Magnet angeordnet ist, zwischen dessen
Polschuhen und dem Bildtriger bzw. einem Koordinatentisch zur Aufnahme des Bildtrégers sich eine ferromagnetische
Fiissigkeit, die eine an sich bekannte und mit der ferromagnetischen Fliissigkeit nicht mischbare Immersionsflissigkeit zur
Abdichtung derselben einschlief3t, befindet und dal am ringférmigen Magneten in seinen umschlieBenden Raum ragende
Zu- und Abfiihrkanile fiir die Immersionsfliissigkeit sowie zur Entiiftung vorgesehen sind, die mit einer Einrichtung zur
Regelung bzw. Veranderung des Fllstandsniveaus der immersionsfliissigkeit zwischen dem Projektionsobjektiv und dem
Bildtréger in Verbindung stehen. ' :

2. Einrichtung gemaR Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daR die Einrichtung zur Regelung bzw. Verdnderung des
Fiillstandsniveaus der Immersionsflissigkeit eine Filtereinheit fiir die Immersionsflissigkeit enthélt.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur fotolithograﬁschen Strukturiibertragung mittels eines optischen Projektionsobjektivs
aufeinen parallel zur Bildebene schrittweise bewegten und in kurzen Zeitabstdnden vorzugsweise automatisch auswechselbaren
Bildtrager, insbesondere zur Herstellung mikroelektronischer Bauelemente.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Die projektionsoptische Strukturierung mikroelektronischer Schaltkreise erfordert mit zunehmender Erhéhung des
Integrationsgrades eine immer hdhere optische Auflésung, die wiederum von der Apertur der Projektionsoptik abhéngt. Die.
Erh6hung der Apertur verringert die Scharfentiefe und fiihrt in Zusammenhang mit der Unebenheit der Bildtrager zu
technologischen Probiemen.

Durch das Einbringen einer hochbrechenden Immersionsfliissigkeit zwischen der Frontlinse des Objektivs und dem Bildtrager
148t sich die Aufldsung der Projektionsoptik erhdhen, ohne die Schirfentiefe zu verringern. Das aus der Mikroskopie bekannte
Verfahren (Brockhaus, ,ABC der Optik”, Brockhaus Verlag Leipzig, 1961 S.575ff.) ist auf die Mnkrohthografle nicht Uibertragbar,
- da die durch Adhasionskrafte zwischen Bildtrager und der Frontlinse gehaltene Immersionsfliissigkéit bei der iiblichen
schrittweisen Bewegung des Bildtrigers oder dessen automatischen Wechsel abreiRen wiirde. Eine schleifende mechanische
Dichtung scheidet wegen der Gefahr der Beschddigung des Bildtrégers und wegen der hohen Reibkréfte, die ein' exaktes
Positionieren des Bildtrdgers behindern, aus. .

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Erhohung der Aufidsung des optischen Systems bei fotolithografischen Einrichtungen mit einer an sich
bekannten Immersionsflissigkeit.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer fotolithografischen Einrichtung eine Mdéglichkeit zur Abdichtung der
Immersionsfliissigkeit zu schaffen, die zu keiner schleiferiden Beriihrung der Dichtung mit dem Bildtrager fiihrt und die
Bildtragertransport und -wechsel nicht beeintrachtigt. Diese Aufgabe wird erfindungsgeméaR dadurch geldst, da um das
Projektionsobjektiv herum und mit diesem verbunden zwei Ringe aus ferromagnetischem Material mit geringem Abstand zum
Bildtradger angeordnet werden, welche die Polschuhe eines ringférmigen Magneten darstellen. Zwischen diesen Polschuhen
wird eine ferromagnetische Flissigkeit gehalten, die sich entsprechend dem magnetischen Kraftlinienfeld so ausrichtet, daf sie
den von ihr umschlossenen Raum um das Projektionsobjektiv herum gegenliber dem Bildtrédger bzw. dem Koordinatentisch
abdichtet. In dem auf diese Weise abgeschlossenen Raum befindet sich die Immersionsfllissigkeit, die mit der
ferromagnetischen Fllissigkeit nicht mischbar ist. Um den Flissigkeitsspiegel auch wéhrend des Wechsels des Bildtrégers
konstant zu halten und fiir den ungehinderten Transport des Bildtragers sind Kanale zur geregelten Zu- bzw. Abflihrung der
Immersionsfliissigkeit vorhanden. Der Abflu3kanal ist vorzugsweise am héchstgelegenen Teil des von der
Immersionsflissigkeit ausgefiiliten Raumes angeordnet, um gleichzeitig eingeschlossene Luftblasen abzusaugen.

Es ist vorteilhaft, wenn die Immersionsfliissigkeit bei der Zu- und Abfithrung zusétzlich gefiltert wird.

Ausfiihrungsbeispiel
Die Erfindung soll nachstehend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausflihrungsbeispiels ndher erlautert werden.

Auf einem Koordinatentisch 1 befindet sich eine Halbleiterscheibe 2. Der Raum zwischen der Frontlinse 3 des
Projektionsobjektivs 4 und der Halbleiterscheibe 2 ist mit einer immersionsflissigkeit 5 (z. B. einem Immersionsél) gefilit. Der



Koordinatentisch 1 bewegt sich mit der Halbleiterscheibe 2 parallel zur Ebene der Halbleiterscheibe 2 schrittweise, wahrend das
Projektionsobijektiv 4 stillsteht. Ein um das Projektionsobjektiv 4 mit geringem ‘Abstand zur Halbleiterscheibe 2 angeordneter
Ringmagnet 6 halt zwischen seinen Polschuhen 7 und der Halbleiterscheibe 2 eine ferromagnetische Flissigkeit §, die nicht mit
der Immersionsfliissigkeit mischbar ist (z. B. eine wéissrige Lésung mit kolloidalen Eisenteilchen). Die magnetischen Kréfte
verhindern ein Auslaufen der Immersionsfliissigkeit 5. Die Kanile 9 und 10 dienen der Zu- und Abfiihrung der
Immersionsflissigkeit, der Absaugung von Luftblasen und der Niveau- bzw. Druckregelung. .

Die Anordnung kann auch vorteilhaft mit umgekehrter Projektionsausrichtung erfolgen (Halbleiterscheibe 2 (iber dem
Projektionsobjektiv 4).
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